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 光渦の軌道角運動量や円偏光のスピン角運動量を用いたカイラル構造形成が注目されており、
配列化による偏光制御素子や分子カイラリティー識別素子の作製が期待されている[1-3]。一方、
干渉パターン加工法は多点同時プロセシングが可能であり、周期配列ナノウィスカー[4]やナノド
ロップ[5]等のシングルショット形成が行われた。本研究では、円偏光干渉パターンの光輻射圧を
用いたアゾポリマーカイラル構造の形成において、正方及び六方格子状光スポット配列における
加工形状の比較及び光輻射圧分布シミュレーションによる形成メカニズムの考察を報告する。 

 

1 光輻射圧分布のシミュレーション 
 Fig. 1 は、実験時のパラメータを用いた 4 ビ
ーム及び 6 ビーム干渉パターンの光強度分布
と光輻射圧分布である。円偏光の場合、らせん
状の圧力分布が発生する。一方直線偏光では、
偏光方向と垂直に押し潰す様な力が発生する。
光輻射圧の大きさは光強度の勾配に基づくが、
6 ビーム干渉ではガウシアンに相似する[6]。 

 

2 実験方法 
Fig. 2 は実験装置の概略図である。波長

λ=488nm、直線偏光の CW レーザーをλ/4 波長
板で円偏光に変換し、DOE (回折光学素子)に入
射する。1 次回折光を縮小光学系で干渉させ、
アゾポリマーターゲット(pDR1M)を加工した。 

3 実験結果 
円偏光の 4 ビーム及び 6 ビーム干渉パター

ンを用いた加工結果を Fig. 3 に示す[6]。照射
パワーはそれぞれ 35.8 or 55 mW である。干渉
パターンと同様に正方格子配列(a - c) または
六方格子配列 (d - f) の凸構造が形成された。
また x 方向の断面図(Fig. 3f)では、後者でらせ
ん状の溝が形成されており、干渉パターンを用
いたカイラル構造の作製に成功した。一方、前
者ではカイラル構造は形成されなかった(Fig. 

3c)。これは Fig. 1 で示した光輻射圧分布の違
いによると思われる。詳細は発表時に譲る。 
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Fig. 3: Microscopic and AFM images, cross-

section of structures along the x-axis. (a) - (c) 

square or (d) - (f) hexagonal lattice. 

Fig. 2: Schematic diagram of experiment. 
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